Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne skaningowego mikroskopu elektronowego.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Źródło elektronów
	Działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego)
	potwierdzić


	

	7.
	Tryby pracy
	A)  wysokopróżniowy

B) podwyższonego ciśnienia lub inny pozwalający na obserwację próbek dielektrycznych (np. szkło, guma) bez napylonej warstwy przewodzącej
	potwierdzić

potwierdzić


	

	8.
	Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie SE (elektronów wtórnych) dla próbki testowej złoto/grafit w odległości roboczej nie mniejszej niż 1mm (podać odległość roboczą dla każdej definiowanej rozdzielczości oraz opisać użytą metodę określania rozdzielczości)


	tryb pracy A (p. parametr 7):

- dla napięcia 30kV: 

< 1.2 nm, 


	podać 


	

	
	
	- dla napięcia 15kV: 

< 1.5 nm  

   
	podać
	

	
	
	- dla 3kV: 

< 1.5 nm 

   
	podać
	

	
	
	- dla 1kV (lub mniej): 

< 2 nm 


	podać
	

	
	
	tryb pracy B (p. parametr 7):

- dla 10kV (lub więcej)**: 

< 1.5 nm

   1.5 - 4.5 nm 
	podać
	

	
	
	- dla 3kV (lub mniej)**: 

< 2.0 nm 

   2.0  -  4.5 nm 
	podać
	

	9.
	Powiększenie mikroskopowe (określane na monitorze o przekątnej 19 cali dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej) 
	a)  minimalne powiększenie 

≤ 80 x,

b) maksymalne

 powiększenie ≥ 600 000 x.


	podać

podać


	

	10.
	Napięcie przyspieszające
	Regulowane co najmniej w zakresie od 200 V do 30 kV
	potwierdzić


	

	11.
	Regulacja parametrów wiązki
	a) System spowalniania elektronów padających na powierzchnię próbki do energii**:

 < 100 eV

    100 eV – 200 eV

b) Regulacja energii elektronów płynna lub skokowa (ze skokiem nie większym niż 100 eV).

c) Niezależna regulacja wartości napięcia przyspieszającego i prądu wiązki elektronowej

d) Możliwość zainstalowania układu wygaszania wiązki sterowanego elektrostatycznie (electrostatic blanking plate) w miejscu instalacji.
	podać

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić


	

	12
	Maksymalny gwarantowany prąd wiązki elektronowej dla napięcia 30kV (lub 15kV)
	≥ 20nA (warunek konieczny)


	potwierdzić


	

	13
	Stabilność prądu wiązki na co najmniej 8h
	< 2% (warunek konieczny)
	potwierdzić
	

	
	
	< 0.5 %
	podać
	

	
	
	0.5%  - 1.0 %
	
	

	14
	Wymagania dodatkowe dot. wiązki
	System ma zawierać cyfrowy miernik prądu próbki (pikoamperomierz) mierzący w zakresach od 1pA do 10uA, minimum 6 zakresów pomiarowych i minimum 5 cyfr znaczących.
	podać
	

	15
	Szybkość skanowania
	a) Minimalna szybkość skanowania < 100 milisek/klatkę 

b) Maksymalna szybkość skanowania > 40 min/klatkę.
	potwierdzić
	

	16
	Detektory elektronów wtórnych i odbitych pozwalające spełnić wymagania określone w punkcie 8.
	a) detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni

b) detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie pozwalającym na obserwację próbek dielektrycznych

c) wewnątrzsoczewkowy (in-lens) detektor elektronów wtórnych SE do pracy w trybie wysokiej próżni,

d) wewnątrzsoczewkowy (in-lens) detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE do pracy w trybie wysokiej próżni 
	opisać

opisać

opisać

opisać
	

	
	
	Dodatkowy detektor zoptymalizowany do pracy w trybie pracy B (p. parametr 7) tzn. w trybie podwyższonego ciśnienia lub innym pozwalającym na obserwację próbek dielektrycznych (np. szkło, guma) bez napylonej warstwy przewodzącej
	podać
	

	17
	Systemy próżniowe
	a) Rozdzielne systemy pomp jonowych (ang. IGP) do utrzymania próżni w obszarze katody i w kolumnie mikroskopu.

b) Automatyczny układ pompowania mikroskopu z miernikiem próżni (sonda Penninga), komora próbki odpompowywana pompą turbomolekularną. 

c) Czas pompowania komory – nie gorszy niż 3 minuty (pustej komory) do osiągnięcia ciśnienia umożliwiającego rozpoczęcie obrazowania próbki.

d) System powinien być wyposażony w całkowicie bezolejowy układ próżniowy

e) Układ antykontaminacyjny chłodzony ciekłym azotem
	potwierdzić,

opisać

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić
	

	18
	System chłodzący mikroskopu
	Wydajność uwzględniająca ew. rozbudowę mikroskopu o GIS, EDS, WDS, system nanolitografii (np. Raith), etc.
	potwierdzić
	

	19
	Wymagania dodatkowe
	a) Mikroskop musi być wyposażony w kamerę telewizyjną CCD do podglądu wnętrza komory

b)  Minimum 5 wolnych portów do dalszej rozbudowy systemu (GIS, EDS, WDS etc.) 

c) Możliwość rozbudowy o co najmniej dwa układy do precyzyjnego podawania gazu roboczego, pozwalające na wyzwalaną wiązką elektronową depozycję takich materiałów jak np. wolfram, złoto lub platyna, które będą sterowane niezależnie, z poziomu głównego interfejsu użytkownika mikroskopu. Pojedynczy układ powinien służyć do precyzyjnego podawania jednego rodzaju gazu.

Rozbudowa w miejscu instalacji

d) Możliwość rozbudowy o przystawkę do nanolitografii elektronowej (Raith lub inny) w miejscu instalacji

e) Możliwość rozbudowy o systemy EDS, WDS, GIS w miejscu instalacji

f) Pneumatyczny system antywibracyjny mikroskopu
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić
	

	20
	Stolik
	Stolik próbki o zmotoryzowanych przesuwach w osiach X, Y i Z z przesuwem nie mniejszym niż X – 135mm, Y – 135mm, Z - 8mm (warunek konieczny)
	podać


	

	
	
	Dla przesuwów X ≥150 mm oraz Y ≥ 150mm oraz Z ≥  10mm 
	podać


	

	
	
	Eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360° dla wszystkich położeń X, Y; pochył: minimalny zakres od -10 do 60° 
	potwierdzić


	

	
	
	Przesuw w osiach X, Y z minimalnym krokiem ≤100nm, z możliwością zapamiętania położeń próbki i powrotu do zapamiętanych położeń. Dokładność przesuwu (przy pochyle stolika 0˚) lepsza niż 0,1 µm.
	opisać


	

	
	
	a) Mikroskop wyposażony w uchwyty do płytek o średnicy 4 i 6 cali. 
b) System sygnalizujący kolizję próbki z elementami komory (touch alarm)
	potwierdzić

potwierdzić


	

	21
	Komora mikroskopu
	a) Rozmiar komory pozwalający na obserwację 100% powierzchni płytki 6-calowej. 

b) Możliwość wyposażenia w śluzę powietrzną umożliwiającą na umieszczenie płytki 6-calowej
	podać

potwierdzić


	

	22
	Oprogramowanie
	a) System komputerowy wraz z oprogramowaniem powinien zapewniać sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę, zapisywanie (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością nie mniejszą niż 10 megapikseli 

b) Dla celów porównawczych powinna istnieć możliwość jednoczesnej obserwacji minimum dwóch obrazów z różnych detektorów na ekranie jednego monitora. 

c) Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne, występujące w oferowanym instrumencie powinny być uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP Pro i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić
	

	23
	Komputer PC  z monitorem LCD do obsługi mikroskopu
	procesor: min. Intel Core 2 Duo, 2.33 GHz, 4 MB cache

pamięć: min. 2 GB

karta graficzna: min 256 MB

dysk twardy: min 160 GB (SATA)

nagrywarka DVD ± RW (SATA)

system operacyjny Windows XP Pro

monitor LCD min. 19”, klawiatura, mysz, karta sieciowa
	podać
	

	24
	Systemy zabezpieczeń mikroskopu
	a) zabezpieczenie mikroskopu na okoliczność przekroczenia temperatury wody chłodzącej

b) zabezpieczenie mikroskopu na okoliczność zaniku/spadku napięcia w sieci
	potwierdzić

potwierdzić
	

	25.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione

Bezpłatny pomiar wymaganych do instalacji parametrów lokalizacji mikroskopu (uziom, zakłócenia EM, wibracje etc.)

Próbki/płytki testowe dostarczone do testu przez 

- oferenta:  standardowe próbki testowe SEM weryfikujące parametry z punktu 8.
- ITE: - nano-ostrze krzemowe, nanostruktura dielektryczna (SiO2), guma silikonowa trawiona w plazmie, struktura poliimidowa
	potwierdzić
	

	26.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 20 tygodni
	zapewnione
	podać
	

	27.
	Szkolenie minimum 4 osób, w miejscu instalacji urządzenia


	Szkolenie dwuetapowe:

a) pierwszy etap po instalacji urządzenia

b) drugi etap po ok. 3 miesiącach po odbiorze urządzenia
	potwierdzić
	

	28.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić,

podać
	

	29.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	30.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	31.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	32.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	33.
	Okres gwarancji
	Minimum 12 miesięcy liczone od daty odbioru technicznego
	potwierdzić


	

	
	
	Zapewniona jedna bezpłatna wymiana katody
	potwierdzić
	

	34.
	Dodatkowe wymagania dot. serwisu
	Rozpoczęcie usługi w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki
	potwierdzić
	

	35.
	Dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenia
	System mikroskopu musi zawierać podstawowy zestaw do preparatyki: np. pęsety, taśmy, naklejki, stoliki umożliwiające zamontowanie próbek 
	potwierdzić
	

	36.
	Dostarczenie wydruku zdjęcia (wykonanego mikroskopem odpowiadającym  modelowi oferowane-  go mikroskopu) dokumentującego rozdzielczość ≤ 2nm
	zapewnione
	załączyć
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

** Oferty, których parametr nie mieści się w żadnym z wyspecyfikowanych przedziałów wartości nie spełniają warunków przetargu. 

1

